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DESCRIPCION
Transductor de aceleracién piezoeléctrico
Campo técnico

La invencién se refiere a un transductor de aceleracion piezoeléctrico segun el preambulo de la reivindicacién
independiente.

Estado de la técnica

El documento CH392103A1 describe un transductor piezoeléctrico para uso como transductor de presién
piezoeléctrico. Este presenta al menos un elemento piezoeléctrico de material piezoeléctrico. Bajo la influencia
de una magnitud de medicién por registrar, el elemento piezoeléctrico genera cargas de polarizacién. El nimero
de cargas de polarizacién generadas es proporcional al valor de la magnitud de medicidén. Las cargas de
polarizacién son captadas por electrodos y derivadas como sefial.

El elemento piezoeléctrico es sensible y puede sufrir dafios permanentes facilmente debido a influencias
ambientales como la contaminacién (polvo, humedad, etc.). Por lo tanto, el transductor piezoeléctrico presenta
una carcasa de material mecanicamente resistente. El elemento piezoeléctrico y los electrodos estan
dispuestos en forma estanca al agua y al gas en el interior de la carcasa.

El transductor piezoeléctrico también presenta un pasamuros de sefiales. El pasamuros de sefiales est4 unido
mecénicamente a la carcasa y dirige la sefial desde el interior de la carcasa hacia el exterior. Para ello, el
pasamuros de sefiales presenta al menos un conductor de paso aislado galvanicamente de la carcasa. Dentro
de la carcasa, el conductor de paso esta conectado eléctricamente con al menos un electrodo. Fuera de la
carcasa, el conductor de paso puede estar conectado eléctricamente con al menos un conductor de sefiales
de un cable de sefial.

Un transductor piezoeléctrico de este tipo se puede utilizar de diversas formas. Un transductor de presién
piezoeléctrico mide la presion en la camara de combustién de un motor de combustién interna. O un transductor
piezoeléctrico de fuerza y momento mide la fuerza de unidén al unir componentes. Y un transductor de
aceleracién piezoeléctrico mide las aceleraciones y vibraciones de un objeto al que esta conectado. Estos
diversos usos tienen una cosa en comun: el transductor piezoeléctrico debe ser lo mas pequefio y ligero posible.

El documento EP3124947A2 se refiere a un transductor de presién piezoeléctrico con una disposicién de
sensor y una unidad de evaluacién. La unidad de evaluaciéon estéd conectada eléctrica y mecanicamente de
manera directa con la disposicién de sensores. La disposicién de sensores incluye un elemento piezoeléctrico
y electrodos para captar las cargas de polarizacién generadas bajo el efecto de la curva de presién. La unidad
de evaluacién presenta una placa de circuito eléctrico, que esta dividida en una zona de alta temperatura
orientada hacia la disposicién de sensores y una zona de temperatura normal alejada de la disposicién de
sensores. Los componentes electrdnicos para evaluar las cargas de polarizacién se instalan en el intervalo de
temperatura normal.

El documento WO2007128149A1 muestra un transductor de fuerza piezoeléctrico con varillas piezoeléctricas
segun el efecto transversal. Bajo la influencia de la fuerza, se generan cargas superficiales en las superficies
laterales de las varillas piezoeléctricas. Las metalizaciones adheridas a las superficies laterales recogen las
cargas superficiales y las conducen a dos electrodos en un extremo de las varillas piezoeléctricas. Cada
electrodo esté conectado eléctricamente a un contacto. Los dos contactos se extienden a través de una cubierta
fuera del transductor de fuerza piezoeléctrico para una conexién eléctrica a una linea de sefial de medicién de
dos hilos.

El documento WO2017093100A1 describe un sensor de aceleraciéon con un sistema piezoeléctrico y una tierra
eléctrica. Cuando se acelera, la masa sismica ejerce una fuerza sobre el sistema piezoeléctrico que es
proporcional a su aceleracién, fuerza que genera cargas eléctricas en el sistema piezoeléctrico. La masa
sismica se divide en un primer y un segundo elemento de masa. Los dos elementos de masa estan aislados
eléctricamente entre si mediante un aislamiento eléctrico. Se pueden derivar cargas eléctricas positivas en el
primer elemento de masa y se pueden derivar cargas eléctricas negativas en el segundo elemento de masa.

También el documento EP2703825A1 muestra un sensor de aceleracion con un transductor piezoeléctrico y
una masa eléctrica. El transductor piezoeléctrico presenta varios discos piezoeléctricos. Bajo el efecto de la
aceleracién a través de la masa sismica, se ejerce una fuerza sobre el transductor piezoeléctrico, fuerza que
genera cargas positivas y negativas en los discos piezoeléctricos. Las cargas positivas son captadas por
electrodos positivos, las cargas negativas son captadas por electrodos negativos. El sensor de aceleracién
presenta una carcasa y dos pasamuros. Uno de los dos pasamuros esta conectado eléctricamente a uno de
los electrodos positivo y negativo y conduce las cargas positivas y negativas a través de la carcasa hacia el
exterior del sensor de aceleracion.
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Un primer objetivo de la presente invencién es proporcionar un transductor de aceleracién piezoeléctrico con
pequefias dimensiones externas y bajo peso. Y el segundo objetivo de la invencién es poder fabricar el
transductor de aceleracién piezoeléctrico de manera econémica.

Descripcidn de la invencién
Al menos una de estas tareas se resuelve mediante las caracteristicas de la reivindicacién independiente.

La invencion se refiere a un transductor de aceleracidén piezoeléctrico para medir una aceleracién; con una
unidad de transductor que presenta al menos un elemento piezoeléctrico y al menos dos electrodos, cuyo
elemento piezoeléctrico esté fabricado de material piezoeléctrico y genera cargas de polarizacion bajo el efecto
de la aceleracién, cuyos electrodos contactan directamente por zonas con el elemento piezoeléctrico y captan
las cargas de polarizacién; con una carcasa que encierra la unidad de transductor en forma estanca al agua y
al gas; y con un conducto de sefiales que estd conectado eléctricamente a los electrodos y conduce las cargas
de polarizacién como sefiales a través de la carcasa hacia un entorno exterior a la carcasa; en donde el
transductor piezoeléctrico presenta un cable de sefial dispuesto en el entorno exterior de la carcasa y presenta
al menos dos conductores de sefial; en donde el conducto de sefiales presenta un elemento de soporte en
donde estan dispuestas al menos dos pistas conductoras; y uno de los conductores de sefiales contacta
exactamente con una de las pistas conductoras.

El elemento de soporte es un soporte mecéanico para pistas conductoras, en donde las pistas conductoras
entran en contacto con los conductores de sefiales del cable de sefial. El elemento de soporte y las pistas
conductoras pueden estar configurados con dimensiones exteriores muy pequefias. Sin embargo, las pistas
conductoras del elemento de soporte son facilmente accesibles para contactar con los conductores de sefiales.

Las reivindicaciones dependientes se refieren a otras realizaciones ventajosas de la invencion.

Las reivindicaciones independientes 11 y 14 se refieren a un procedimiento para ensamblar el transductor de
aceleracion piezoeléctrico.

Breve descripcién de los dibujos
La invencién se explica a continuacién con mas detalle a modo de ejemplo con ayuda de las figuras.

Figura 1 muestra esqueméaticamente una seccidén a través de una parte de una primera realizacién de un
transductor 1 piezoeléctrico;

Figura 2 muestra esquematicamente una seccién a través de una parte de una segunda realizacién de un
transductor 1 piezoeléctrico, que no entra dentro del alcance de las reivindicaciones;

Figura 3 muestra esquematicamente una seccién a través de parte de una tercera realizacién de un
transductor 1 piezoeléctrico;

Figura 4 muestra esqueméticamente una vista desde arriba de una primera realizacién de un elemento 13.1
de soporte del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 1;

Figura 5 muestra esquematicamente una vista desde abajo de la primera realizacién del elemento 13.1 de
soporte segun la Figura 3;

Figura 6 muestra esquematicamente una vista desde arriba de una segunda realizacién de un elemento
13.1 de soporte del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 2;

Figura 7 muestra esqueméticamente una vista desde abajo de la segunda realizacién del elemento 13.1 de
soporte segun la Figura 5;

Figura 8 muestra esquematicamente una vista de una tercera realizaciéon de un elemento 13.1 de soporte
del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 3;

Figura 9 muestra esquematicamente un primer paso del montaje del transductor 1 piezoeléctrico en la
primera realizacién segun la Figura 1 con la provisién de un pasamuros 13 de sefiales con una
pared 13.3 pasamuros de sefiales y un cable 14 de sefial y la insercién de los extremos del cable
14 de sefial en una abertura 13.4 del conductor de sefiales de la pared 13.3 pasamuros de sefiales;

Figura 10 muestra esqueméticamente una vista de un segundo paso del montaje segun la Figura 9 con el
contacto de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales del cable 14 de sefial con el elemento 13.1
de soporte en la primera realizacién segun las Figuras 4 y 5;

Figura 11 muestra esquematicamente una vista de un tercer paso del montaje segun las Figuras 9y 10 con
la insercién del elemento 13.1 de soporte en la pared 13.3 pasamuros de sefiales;
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Figura 12 muestra esquematicamente una vista de un cuarto paso del montaje segun las Figuras 9 a 11 con
fundicidn del elemento 13.1 de soporte en la pared 13.3 pasamuros de sefiales;

Figura 13 muestra esquematicamente una vista de un quinto paso del montaje segun las Figuras 9 a 12 con
la provisidn de partes de una carcasa 12 y la conexién de las partes de la carcasa 12 con la pared
13.3 pasamuros de sefiales;

Figura 14 muestra esquematicamente una vista de un sexto paso en el montaje segln las Figuras 9 a 13 con
la provisién de una unidad 11 de transductor y la fijacién de la unidad 11 de transductor en la
carcasa 12;

Figura 15 muestra esqueméticamente una vista de un séptimo paso del montaje segun las Figuras 9 a 14
con el contacto de los conductores 13.31 - 13.34 de conexién con el elemento 13.1 de soporte y la
unidad 11 de transductor;

Figura 16 muestra esquematicamente un detalle ampliado de la Figura 15 con puntos 13.4113.44 de contacto
del conductor de conexién en el elemento 13.1 de soporte con superficies 11.81 - 11.84 de contacto
de la unidad de transductor en la unidad 11 de transductor para contactar con los conductores
13.31 - 13.34 de conexion;

Figura 17 muestra esquematicamente una vista de un octavo paso del montaje segun las Figuras 9 a 15
después de cerrar la abertura de la carcasa con una tapa 12.3 de carcasa;

Figura 18 muestra esquematicamente una vista durante el montaje del transductor 1 piezoeléctrico en la
realizacion segun la Figura 3, previendo, en un primer paso, partes de una carcasa 12, un
pasamuros 13 de sefiales y un elemento 13.1 de soporte en la realizacién segln la Figura 8 y, en
un segundo paso, la conexidn de las partes de la carcasa 12 a la pared 13.3 pasamuros de sefiales
y la fijacién del elemento 13.1 de soporte a una pared 13.3 pasamuros de sefiales del pasamuros
13 de sefiales;

Figura 19 muestra esquematicamente una vista durante el montaje segun la Figura 18, previendo, en un
tercer paso, un cable 14 de sefial con conductores 14.1114.14 de sefiales e introduciendo los
extremos de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales en una abertura 13.4 para conductores de
sefiales en la pared 13.3 pasamuros de sefiales y en una abertura 13.4’ de paso del elemento 13.1
de soporte y, en un cuarto paso, poniendo en contacto los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales
con las superficies 13.131 - 13.134 de contacto de los conductores de sefiales del elemento 13.1
de soporte;

Figura20 muestra esquematicamente una vista de un quinto paso del montaje segun las Figuras 18 y 19 con
la fundicién de la abertura 13.4’ del conductor de sefiales del elemento 13.1 de soporte;

Figura21 muestra esquematicamente una vista del montaje segln las Figuras 18 a 20, previendo, en un
sexto paso, una unidad 11 de transductor y fijando la unidad 11 de transductor en la carcasa 12y,
en un séptimo paso, poniendo en contacto los conductores 13.31 - 13.34 de conexidén con el
elemento 13.1 de soporte y la unidad 11 de transductor; y

Figura22 muestra esqueméticamente una vista de un octavo paso del montaje segln las Figuras 18 a 21
después de cerrar la abertura de la carcasa con una tapa 12.3 de carcasa.

Los mismos nimeros de referencia designan los mismos objetos en las Figuras.
Formas de llevar a cabo la invencion

El transductor 1 piezoeléctrico presenta una unidad 11 de transductor, una carcasa 12, un pasamuros 13 de
sefiales y un cable 14 de sefial. Para la orientacién, el transductor 1 piezoeléctrico esta dispuesto en un sistema
de coordenadas rectangular con tres ejes x, y, Z, denominados eje transversal x, eje longitudinal y y eje vertical
z

La unidad de transductor

Las Figuras 1 a 3 muestran tres realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico. En los dos ejemplos de
realizacién segun las Figuras 1y 3, el transductor 1 piezoeléctrico registra las aceleraciones como magnitud
de medicion. En la realizacién segun la Figura 2, que no forma parte de la presente invencién, el transductor 1
piezoeléctrico registra presiones o fuerzas o momentos como magnitudes de medicién.

La unidad 11 de transductor presenta al menos un elemento 11.11 - 11.13 piezoeléctrico de material
piezoeléctrico. Ejemplos de material piezoeléctrico son el cuarzo (SiO> monocristal), galogermanato de calcio
(CazGaxGesO14 0 CGG), langasita (LazGasSiO14 0 LGS), turmalina, ortofosfato de galio, piezoceramica, etc.
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En las dos realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segln las Figuras 1y 3, la unidad 11 de transductor
presenta tres elementos 11.11 - 11.13 piezoeléctricos, a saber, un primer elemento 11.11 piezoeléctrico, un
segundo elemento 11.12 piezoeléctrico y un tercer elemento 11.13 piezoeléctrico. Cada uno de los elementos
11.11 - 11.13 piezoeléctricos tiene una seccién transversal rectangular.

En la realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 2, que no entra en el ambito de proteccién de
las reivindicaciones, la unidad 11 de transductor presenta un elemento 11.11 piezoeléctrico. El elemento 11.11
piezoeléctrico tiene en seccidn transversal forma de disco.

La unidad 11 de transductor presenta al menos dos electrodos 11.21 - 11.26. Los electrodos 11.21 - 11.26 estén
fabricados de material eléctricamente conductor. Ejemplos de materiales eléctricamente conductores son
cobre, aleaciones de cobre, oro, aleaciones de oro, aluminio, aleaciones de aluminio, etc. Bajo la influencia de
una magnitud por medir, el elemento 11.11 - 11.13 piezoeléctrico genera cargas de polarizacidén. Las cargas de
polarizacién se recogen de los electrodos 11.21 - 11.26. Uno de los electrodos 11.21 - 11.26 contacta
directamente en algunas zonas con una de las dos superficies opuestas del elemento 11.11 - 11.13
piezoeléctrico. En el contexto de la invencidn, el verbo “contactar’ se refiere a la provisién de una conexién
eléctrica y mecanica. Y el adjetivo “directo” tiene el significado de “inmediato”. Los electrodos 11.21 - 11.26
tienen preferiblemente un espesor menor o igual a 0.1 mm. Los electrodos 11.21 - 11.26 se componen de
laminas termolaminadas, deposicién de metal, etc.

La unidad 11 de transductor presenta al menos un primer electrodo 11.21 - 11.23 y al menos otro electrodo
11.24 - 11.26.

En las dos realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segln las Figuras 1y 3, la unidad 11 de transductor
presenta tres primeros electrodos 11.21 - 11.23 y otros tres electrodos 11.24 - 11.26. Cada uno de los tres
primeros electrodos 11.21 - 11.23 recoge cargas de polarizacién del elemento 11.11 - 11.13 piezoeléctrico y
entrega una de las tres primeras sefiales S1 - S3. Cada electrodo 11.24 - 11.26 adicional recoge cargas de
polarizacién del elemento 11.11 - 11.13 piezoeléctrico. Los otros electrodos 11.24 - 11.26 estan cortocircuitados
eléctricamente y forman asi una masa de sefial comun. La sefial de masa S4 se suministra como sefial adicional
S4.

En la realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 2, que no entra en el ambito de proteccién de
las reivindicaciones, la unidad 11 de transductor presenta un primer electrodo 11.21 y otro electrodo 11.24. E|
primer electrodo 11.21 recoge cargas de polarizacién del elemento 11.11 piezoeléctrico y emite una sefial S1.
El otro electrodo 11.24 recoge cargas de polarizacién del elemento 11.11 piezoeléctrico y emite otra sefial S4.

En las dos realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segln las Figuras 1y 3, la unidad 11 de transductor
presenta un cuerpo 11.3 de base. El cuerpo 11.3 de base esta fabricado preferiblemente de material
mecénicamente rigido de baja densidad tal como Al2O3, ceramica, AlbOs-cerdmica, zafiro, etc. El cuerpo 11.3
de base es preferiblemente un cubo con seis superficies laterales. La unidad 11 de transductor esté fijjada a la
base 12.1 de la carcasa a través del cuerpo 11.3 de base.

En las dos realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segln las Figuras 1y 3, la unidad 11 de transductor
presenta tres masas 11.41 - 11.43 sismicas. Las masas 11.41 - 11.43 sismicas estan hechas preferiblemente
de material de alta densidad tal como iridio, platino, tungsteno, oro, etc. Cada masa 11.41 sismica - 11.43 tiene
una seccién transversal rectangular. Una primera masa 11.41 sismica y el primer elemento 11.1 piezoeléctrico
estan fijados a una primera superficie lateral del cuerpo 11.3 de base. Una segunda masa 11.42 sismica y el
segundo elemento 11.12 piezoeléctrico estan fijados a una segunda superficie lateral del cuerpo 11.3 de base.
Una tercera masa 11.43 sismica y el tercer elemento 10.13 piezoeléctrico estan fijados a una tercera superficie
lateral del cuerpo 11.3 de base. Entre una de las superficies laterales y una masa 11.41 sismica - 11.43, esta
dispuesto un elemento 11.11 - 11.13 piezoeléctrico.

En las dos realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segln las Figuras 1y 3, la unidad 11 de transductor
presenta al menos una unidad 11.5 convertidora. La unidad 11.5 convertidora es un circuito eléctrico y convierte
al menos las primeras sefiales S1 - S3. La conversién de las primeras sefiales S1 - S3 incluye al menos una
de las siguientes acciones: una conversion eléctrica de las primeras sefiales S1 - S3 en tensién eléctrica, una
amplificacién eléctrica de las primeras sefiales S1 - S3, una digitalizacién de las primeras sefiales S1-S3. La
unidad 11.5 convertidora esta fijada en una de las seis superficies laterales del cuerpo 11.3 de base.

La unidad 11 de transductor presenta al menos dos superficies 11.81 - 11.84 de contacto de unidad de
transductor. Las sefiales S1 - S4 estan presentes en las superficies 11.81 - 11.84 de contacto de unidad de
transductor.

En las dos realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segun las Figuras 1 y 3, la unidad 11.5 convertidora
de la unidad 11 de transductor presenta tres primeras superficies 11.81 - 11.83 de contacto de unidad de
transductor y otra superficie 11.84 de contacto de unidad de transductor. Las primeras sefiales S1 - S3 se
aplican a las tres primeras superficies 11.81 - 11.83 de contacto de la unidad de transductor como primeras



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2995103 T3

seflales convertidas S1 - S3, y la sefial adicional S4 se aplica a la otra superficie 11.84 de contacto de la unidad
de transductor.

En la realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segln la Figura 2, que no entra en el ambito de proteccién de
las reivindicaciones, el primer electrodo 11.21 de la unidad 11 de transductor presenta una primera superficie
11.81 de contacto de la unidad de transductor y el electrodo 11.24 adicional de la unidad 11 de transductor
presenta otra superficie 11.84 de contacto de la unidad de transductor. La primera sefial S1 se aplica a la
primera superficie 11.81 de contacto de la unidad de transductor, y la sefial adicional S4 se aplica a la otra
superficie 11.84 de contacto de la unidad de transductor.

En la realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 2, que no entra en el ambito de proteccién de
las reivindicaciones, la unidad de sensor 1 presenta un primer elemento 11.61 aislante y un segundo elemento
11.62 aislante. Los elementos 11.61, 11.62 aislantes estan fabricados preferiblemente de material
mecénicamente rigido de baja densidad como, por ejemplo, AbOs, ceramica, AlbOs-ceramica, zafiro, etc. Los
elementos 11.61, 11.62 aislantes son preferiblemente cilindricos. Respecto al eje vertical z, uno de los
elementos 11.61, 11.62 aislantes se apoya en el lado exterior de uno de los electrodos 11.21, 11.24. Los
elementos 11.61, 11.62 aislantes sirven para aislar eléctricamente el elemento 11.11 piezoeléctrico y los
electrodos 11.21, 11.24 de la carcasa 12.

En la realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 2, que no entra en el ambito de proteccién de
las reivindicaciones, la unidad 11 de transductor presenta un primer elemento 11.71 de compensacién y un
segundo elemento 11.72 de compensacién. Los elementos 11.71, 11.72 de compensacién estan fabricados
preferiblemente de un material mecéanicamente rigido como, por ejemplo, metales puros, aleaciones de niquel,
aleaciones de cobalto, aleaciones de hierro, etc. Los elementos 11.71, 11.72 de compensacién sirven para
compensar diferentes coeficientes de dilatacion térmica del elemento 11.11 piezoeléctrico, electrodos 11.21,
11.24 y la carcasa 12. Los elementos 11.71, 11.72 de compensacién son preferiblemente cilindricos. Respecto
al eje vertical z, uno de los elementos 11.71, 11.72 de compensacidn se apoya en el lado exterior de uno de los
elementos 11.61, 11.62 aislantes. La unidad 11 de transductor esta fijada a la carcasa 12 a través de los
elementos 11.71, 11.72 de compensacién.

La carcasa

La carcasa 12 protege la unidad 11 de transductor de influencias ambientales nocivas como, por ejemplo,
suciedad (polvo, humedad, etc.), pero también de efectos perturbadores eléctricos y electromagnéticos en
forma de radiacién electromagnética del entorno. La carcasa 12 esté fabricada de un material mecanicamente
resistente tal como metales puros, aleaciones de niquel, aleaciones de cobalto, aleaciones de hierro, etc. La
carcasa 12 es un cuerpo hueco con un interior 12.0 de carcasa. La carcasa 12 presenta preferiblemente como
partes una base 12.1 de carcasa, al menos una pared 12.21 - 12.23 de carcasa y una tapa 12.3 de carcasa.
La carcasa 12 presenta preferiblemente tres paredes 12.21 - 12.23 de carcasa, concretamente una primera
pared 12.21 de carcasa, una segunda pared 12.22 de carcasa y una tercera pared 12.23 de carcasa. En las
secciones segln las Figuras 1 a 3, solo se muestra la segunda pared 12.22 de la carcasa. Pero en las vistas
segun las Figuras 17 y 22 estan representadas las tres paredes 12.21 - 12.23 de la carcasa. Las partes de la
carcasa 12 estan unidas entre si en forma mecanicamente estable mediante unién de materiales como, por
ejemplo, soldadura, soldadura fuerte, pegado, etc. En los tres ejemplos de realizacién segun las Figuras 1 a 3,
la carcasa 12 tiene forma ortogonal y presenta seis paredes laterales. De las seis paredes laterales, cinco estéan
formadas por la base 12.1 de la carcasa, las tres paredes 12.21 - 12.23 de la carcasa y la tapa 12.3 de la
carcasa. La sexta pared lateral esta formada por una pared 13.3 pasamuros de sefiales del pasamuros 13 de
sefiales.

El interior 12.0 de la carcasa esta dimensionado de manera tan grande que en él queda espacio completo para
la unidad 11 de transductor. La unidad 11 de transductor se puede insertar en el interior 12.0 de la carcasa a
través de una abertura de la carcasa. La abertura de la carcasa se puede cerrar con la tapa 12.3 de la carcasa.
Preferiblemente, la carcasa 12 esté puesta a tierra. El transductor 1 piezoeléctrico, que esta puesto a tierra a
través de la carcasa 12, se encuentra en el suelo local bajo potencial eléctrico. La carcasa 12 forma asi una
jaula de Faraday contra la radiacién electromagnética del entorno 0.

El pasamuros de sefiales

La pared 13.3 pasamuros de sefiales estd hecha de un material mecanicamente resistente tal como metales
puros, aleaciones de niquel, aleaciones de cobalto, aleaciones de hierro, etc. La pared 13.3 pasamuros de
sefiales estd conectada a la carcasa 12 de una manera mecanicamente estable mediante unién de material tal
como soldadura, soldadura fuerte, pegado, etc. La pared 13.3 pasamuros de sefiales presenta un primer lado
y un segundo lado. Cuando la pared 13.3 pasamuros de sefiales esta conectada de manera mecanicamente
estable a la carcasa 12, el primer lado delimita el transductor 1 piezoeléctrico con respecto al entorno 0 y el
segundo lado delimita el interior 12.0 de la carcasa. El entorno 0 esté fuera de la carcasa 12. La carcasa 12y
la pared 13.3 pasamuros de sefiales unida mecanicamente estable a ella encierran la unidad 11 de transductor
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en forma estanca al agua y al gas con respecto al entorno 0. La carcasa 12 puede soportar una presién de
agua o gas de al menos 3 bares.

La pared 13.3 pasamuros de sefiales presenta una abertura 13.4 para el conductor de sefiales. La abertura
13.4 para el conductor de sefiales se extiende a través de la pared 13.3 pasamuros de sefiales desde el primer
lado hasta el segundo lado. La abertura 13.4 para el conductor de sefiales presenta preferiblemente una
seccidn transversal que corresponde a la del cable 14 de sefial. Los extremos de los conductores 14.11 - 14.14
de sefiales sobresalen a través de la abertura 13.4 para el conductor de sefiales hacia el interior 12.0 de la
carcasa.

El pasamuros 13 de sefiales presenta una brida 13.6 de pasamuros de sefiales. La brida 13.6 de pasamuros
de sefiales limita, por un lado, la abertura 13.4 para el conductor de sefiales. Preferiblemente, un extremo de
la camisa 14.3 protectora esta conectado con la brida 13.6 de pasamuros de sefiales. La conexién de la camisa
14.3 protectora y la brida 13.6 de pasamuros de sefiales se realiza mediante conexién por friccién, como, por
ejemplo, engarzado, etc. La conexién de la camisa 14.3 protectora y la brida 13.6 de pasamuros de sefiales es
estanca al agua y al gas al medio ambiente 0. La conexién de la camisa 14.3 protectora y la brida 13.6 de
pasamuros de sefiales proporciona un alivio de tensién para la camisa 14.3 protectora. Debido al alivio de
traccidn de la camisa 14.3 protectora, las cargas mecanicas de la camisa 14.3 protectora no pueden transmitirse
al interior 12.0 de la carcasa y pueden provocar dafios en el mismo, como roturas o desgarros de los
conductores 13.21 - 13.24 de conexidn. Tales cargas mecanicas provienen de la torcedura, torsion, etc. de la
camisa 14.3 protectora alrededor de su eje de expansién alargado.

El pasamuros 13 de sefiales presenta un elemento 13.1 de soporte. Las Figuras 4 a 8 muestran tres
realizaciones del elemento 13.1 de soporte.

En ambas realizaciones segun las Figuras 4 a 7, el elemento 13.1 de soporte presenta preferiblemente su
mayor extensién axial a lo largo del eje transversal x, que corresponde en gran medida a la seccién transversal
del cable 14 de sefial. A lo largo del eje longitudinal y, el elemento 13.1 de soporte presenta una segunda
extensién axial mas grande. El elemento 13.1 de soporte presenta una extensién axial minima a lo largo del
eje vertical z.

En la realizaciéon segun la Figura 8, el elemento 13.1 de soporte presenta preferiblemente dos dimensiones
axiales mayores a lo largo del eje transversal x y del eje vertical z. El elemento 13.1 de soporte presenta una
extensién axial minima a lo largo del eje longitudinal y.

El elemento 13.1 de soporte tiene preferiblemente forma ortogonal con seis superficies laterales. Las superficies
laterales son de diferentes tamafios. Dos de las seis superficies laterales se encuentran paralelas a la mayor
extensién axial y a la segunda mayor extensién axial del elemento 13.1 de soporte. Presentan la mayor
superficie en comparacién con las otras cuatro superficies laterales. Se denominan primera superficie 13.111
frontal y otra superficie 13.112 frontal. Las otras cuatro superficies laterales bordean tanto la primera superficie
13.111 frontal como la otra superficie 13.112 frontal. Forman una transicién desde la primera superficie 13.111
frontal a la otra superficie 13.112 frontal. Una de las cuatro superficies laterales se denomina superficie 13.113
circunferencial.

El elemento 13.1 de soporte presenta un cuerpo 13.11 de material eléctricamente aislante como, por ejemplo,
AlO3, ceramica, AlOs-ceramica, plastico reforzado con fibra, etc. Preferiblemente, el pléastico reforzado con
fibra es un material compuesto retardante de llama y retardante de llama hecho de resina epoxi y tejido de fibra
de vidrio tal como retardante de llama (FR-4).

En la tercera realizacién segun la Figura 8, el elemento 13.1 de soporte presenta una abertura 13.4’ de paso.
La abertura 13.4’ de paso se extiende a lo largo del eje longitudinal y desde la primera superficie 13.111 frontal
hasta la otra superficie 13.112 frontal. La abertura 13.4° de paso presenta preferiblemente una seccién
transversal que corresponde a la del cable 14 de sefial. La abertura 13.4’ de paso presenta una superficie
13.114 interior. La superficie 13.114 interior forma una transicién desde la primera superficie 13.111 frontal a la
otra superficie 13.112 frontal.

El elemento 13.1 de soporte presenta pistas 13.121 - 13.124 conductoras. Las pistas 13.121 - 13.124
conductoras estan dispuestas directamente sobre el cuerpo 13.11. Las pistas 13.121 - 13.124 conductoras
estan estructuradas preferiblemente en una fina capa eléctricamente conductora aplicada directamente sobre
el cuerpo 13.11. La fina capa eléctricamente conductora esta formada por una lamina metalica termolaminada
o por deposicién de metal. Como metal se pueden utilizar cobre, aleaciones de cobre, oro, aleaciones de oro,
platino, aleaciones de platino, etc. El metal se deposita mediante deposicién quimica de vapor, deposicién fisica
de vapor, etc. El término “capa fina” en el contexto de la invencién significa que tiene un espesor preferiblemente
inferior o igual a 0.1 mm perpendicular a su extensién superficial. La estructuracién de las pistas 13.121 —
13.124 conductoras se realiza preferiblemente mediante plantillas, fotolitografia y ablacion con laser.
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Las pistas 13.121 - 13.124 conductoras discurren preferiblemente paralelas entre si en una zona del elemento
13.1 de soporte. En esta zona del elemento 13.1 de soporte, una distancia mutua entre las pistas 13.121 -
13.124 conductoras es preferiblemente menor o igual a 0.3 mm.

Preferiblemente, cada pista 13.121 — 13.124 conductora presenta un primer extremo y un segundo extremo.
En el primer extremo, se encuentra una superficie 13.131 - 13.134 de contacto del conductor de sefiales. En el
segundo extremo, se encuentra una superficie 13.141 - 13.144 de contacto del conductor de conexion.

El elemento 13.1 de soporte presenta al menos una primera pista 13.121 - 13.123 conductora y al menos otra
pista 13.124 conductora.

En las dos realizaciones del elemento 13.1 de soporte segun las Figuras 4, 5y 8, el elemento 13.1 de soporte
presenta tres primeras pistas 13.121 - 13.123 conductoras, cada una con una primera superficie de contacto
del conductor de sefiales 13.131 - 13.133 y una primera superficie 13.141 - 13.143 de contacto del conductor
de conexién, asi como otra pista 13.124 conductora con una otra superficie 13.134 de contacto del conductor
de sefales y otra superficie 13.144 de contacto del conductor de conexion.

En la realizacién del elemento 13.1 de soporte segln las Figuras 6 y 7, el elemento 13.1 de soporte presenta
una primera pista 13.121 conductora con una primera superficie 13.131 de contacto del conductor de sefiales
y una primera superficie 13.141 de contacto del conductor de sefiales y otra pista 13.124 conductora con otra
superficie 13.134 de contacto del conductor de sefiales y otra superficie 13.144 de contacto del conductor de
conexion.

En la primera realizacidén del elemento 13.1 de soporte segln las Figuras 4 y 5, en la primera superficie 13.111
frontal, estan dispuestas completamente dos primeras pistas 13.121, 13.122 conductoras y una primera pista
13.123 conductora y la otra pista 13.124 conductora estan dispuestas en la primera superficie 13.111 frontal,
en la superficie 13.113 circunferencial y en la otra superficie 13.112 frontal. En la primera superficie 13.111
frontal, estan dispuestas dos primeras superficies 13.131, 13.132 de contacto del conductor de sefiales y las
cuatro superficies 13.141 - 13.144 de contacto del conductor de conexién y, en la segunda superficie 13.112
frontal, estan dispuestas una primera superficie 13.133 de contacto del conductor de sefiales y la otra superficie
13.134 de contacto del conductor de sefiales.

En la segunda realizacién del elemento 13.1 de soporte segun las Figuras 6 y 7, la primera pista 13.121
conductora esta dispuesta completamente en la primera superficie 13.111 frontal y la otra pista 13.124
conductora esta dispuesta en la primera superficie 13.111 frontal, en la superficie 13.113 circunferencial y en la
otra superficie 13.112 frontal. En la primera superficie frontal 13.111, estan dispuestas la primera superficie
13.131 de contacto del conductor de sefiales y todas las dos superficies 13.141, 13.144 de contacto del
conductor de conexién y, en la segunda superficie 13.112 frontal, esta dispuesta la otra superficie 13.134 de
contacto del conductor de sefiales.

En la tercera realizacién del elemento 13.1 de soporte segun la Figura 8, estan dispuestas las cuatro pistas
13.121 - 13.124 conductoras en la primera superficie 13.111 frontal. En la superficie 13.113 circunferencial,
estan dispuestas las cuatro superficies 13.141 - 13.144 de contacto de los conductores de conexién. Las
superficies 13.141 - 13.144 de contacto del conductor de conexién son preferiblemente muescas en la
superficie 13.113 circunferencial. Y en la superficie 13.114 interior, estédn dispuestas las cuatro superficies
13.131 - 13.134 de contacto de los conductores de sefiales. Preferiblemente, las superficies 13.131 - 13.134
de contacto de los conductores de sefiales son muescas en la superficie 13.114 interior.

En ambas realizaciones segun las Figuras 4 a 7, el elemento 13.1 de soporte presenta al menos un elemento
13.151, 13.152 de guia. El elemento 13.1 de soporte presenta preferiblemente dos extremos en su mayor
extensién axial a lo largo del eje transversal x. En el primer extremo, se encuentra un primer elemento 13.151
de guia, en el segundo extremo, se encuentra un segundo elemento 13.152 de guia. Los elementos 13.151,
13.152 de guia se extienden a lo largo del eje longitudinal y. Preferiblemente, cada uno de los elementos 13.151,
13.152 de guia es un talén en el cuerpo 13.11. Un radio exterior del taldn es constante con respecto a un borde
terminal del cuerpo 13.11 que se extiende a lo largo del eje longitudinal y. Los elementos 13.151, 13.152 de
guia estan estructurados preferiblemente en una capa fina eléctricamente conductora aplicada directamente
sobre el cuerpo 13.11. Los elementos 13.151, 13.152 de guia tienen un espesor preferiblemente menor o igual
a 0.1 mm.

En una primera realizacién de la pared 13.3 pasamuros de sefiales segun las Figuras 9 a 17, el elemento 13.1
de soporte se sujeta en la abertura 13.4 para el pasamuros de seflales. Para ello, la pared 13.3 pasamuros de
sefiales presenta al menos un elemento 13.31, 13.32 de sujecién. La pared 13.3 pasamuros de sefiales
presenta preferiblemente dos elementos 13.31, 13.32 de sujecidén en forma de ranura en el borde de la abertura
13.4 para el conductor de seflales. Los elementos 13.151, 13.152 de guia en forma de cuentas y los medios
13.31, 13.32 de sujecién en forma de ranura estan ajustados entre si. El elemento 13.1 de soporte se puede
insertar a través de los elementos 13.151, 13.152 de guia en los elementos 13.31, 13.32 de sujecién. A lo largo
del eje longitudinal y, un radio interior de los elementos 13.31, 13.32 de sujecién en forma de ranura
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corresponde en tamafio al radio exterior de los elementos 13.151, 13.152 de guia en forma de cuentas. Al
insertar el elemento 13.151, 13.152 de guia en el elemento 13.31, 13.32 de sujecién, el elemento 13.1 de
soporte se sujeta en la pared 13.3 pasamuros de sefiales. La sujecidén se realiza preferiblemente mediante
arrastre de forma. La sujecién impide que el elemento 13.1 de soporte insertado se caiga de la pared 13.3
pasamuros de sefiales. El elemento 13.1 de soporte insertado se mantiene en una posicién de sujecidn definida
mediante el elemento 13.31, 13.32 de sujecién. Los elementos 13.151, 13.152 de guia y los medios 13.31,
13.32 de sujecidn son metalicos y, al sujetarse, forman contacto eléctrico.

En una segunda realizacién de la pared 13.3 pasamuros de sefiales segln las Figuras 18 a 22, el elemento
13.1 de soporte esta fijado en la pared 13.3 pasamuros de sefiales. La fijacidn se realiza preferiblemente
mediante unién de material con adhesivo de epoxi, poliuretano, cianoacrilato, metacrilato de metilo, etc. El
elemento 13.1 de soporte se fija a través de su cara 13.112 frontal adicional en el segundo lado de la pared
13.3 pasamuros de sefiales. El elemento 13.1 de soporte esté dispuesto en la pared 13.3 pasamuros de sefiales
de tal manera que la abertura 13.4 para el conductor de sefiales y la abertura 13.4’ de paso sean congruentes.

Preferiblemente, la pared 13.3 pasamuros de sefiales esta conectada a tierra en estado mecénicamente estable
con la carcasa 12; la pared 13.3 pasamuros de seflales y la carcasa 12 se encuentran al potencial eléctrico del
suelo local. La pared 13.3 pasamuros de sefiales y la carcasa 12 forman asi una jaula de Faraday contra la
radiacién electromagnética del entorno 0.

El pasamuros 13 de sefiales presenta al menos dos conductores 13.21 - 13.24 de conexion. Los conductores
13.21 - 13.24 de conexién tienen un diametro inferior o igual a 0.5 mm. Los conductores 13.21 - 13.24 de
conexién derivan las sefiales S1 - S4 desde la unidad 11 de transductor al pasamuros 13 de sefiales. Al menos
un primer conductor 13.21 - 13.23 de conexién deriva las primeras sefiales S1 - S3, al menos un segundo
conductor 13.24 de conexién deriva otra sefial S4. Cada conductor 13.21 - 13.24 de conexién presenta un
primer extremo y un segundo extremo. Los conductores 13.21 - 13.24 de conexién establecen contacto con la
unidad 11 de transductor y el pasamuros 13 de sefiales. Los contactos se realizan preferiblemente a través de
una conexién de material tal como unién de alambre, soldadura, etc. Para la unién de alambre, son adecuados
procedimientos tales como unién por termocompresion, unién termosénica de cuiia esférica, unién ultrasénica
de cufia-cufia, etc.

En ambas realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segun las Figuras 1 y 3, un primer conductor 13.21 -
13.23 de conexidén contacta exactamente una primera superficie 11.81 - 11.83 de contacto de la unidad de
transductor con su primer extremo, y un primer conductor 13.21 -13.23 de conexién contacta exactamente una
primera superficie 13.141 - 13.143 de contacto del conductor de conexién con su segundo extremo. El otro
conductor 13.24 de conexién contacta con su primer extremo con la otra superficie 11.84 de contacto de la
unidad de transductor y el otro conductor 13.24 de conexién con su segundo extremo contacta con la otra
superficie 13.144 de contacto del conductor de conexién.

En la realizacién de la unidad 11 de transductor segun la Figura 2, que no entra en el &mbito de proteccién de
las reivindicaciones, el primer conductor 13.21 de conexién con su primer extremo entra en contacto con la
primera superficie 11.81 de contacto de la unidad de transductor, y el primer conductor 13.21 de conexién con
su segundo extremo entra en contacto con la primera superficie 13.141 de contacto del conductor de conexién.
Y el otro conductor 13.24 de conexién entra en contacto con su primer extremo con la otra superficie 11.84 de
contacto de la unidad de transductor y el otro conductor 13.24 de conexidn con su segundo extremo entra en
contacto con la otra superficie 13.144 de contacto del conductor de conexién.

El cable de sefial

El cable 14 de sefial esté parcialmente unido al pasamuros 13 de seflales. El cable 14 de sefial esta dispuesto
en el entorno O fuera de la carcasa 12. El cable 14 de sefial presenta al menos dos conductores 14.11 - 14.14
de sefales, un aislamiento 14.2 de cable y una camisa 14.3 protectora.

En la primera realizacién de la pared 13.3 pasamuros de sefiales segln las Figuras 9 a 17, los extremos de los
conductores 14.11 - 14.14 de seflales sobresalen a través de la abertura 13.4 para el conductor de sefiales
hacia el interior 12.0 de la carcasa.

En una segunda realizacién de la pared 13.3 pasamuros de sefiales en combinacién con la tercera realizacién
del elemento 13.1 de soporte segun las Figuras 18 a 22, los extremos de los conductores 14.11 - 14.14 de
sefiales sobresalen a través de la abertura 13.4 para conductores de sefiales hacia la abertura 13.4’ de paso
en el interior 12.0 de la carcasa.

Los conductores 14.11 - 14.14 de sefales estan fabricados de material eléctricamente conductor como cobre,
aleaciones de cobre, oro, aleaciones de oro, aluminio, aleaciones de aluminio, etc. Preferiblemente, cada
conductor 14.11 - 14.14 de sefiales presenta un manguito de aislamiento eléctrico. Los conductores 14.11 -
14.14 de sefiales tienen un diametro inferior o igual a 0.5 mm.
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El cable 14 de sefial presenta al menos un primer conductor 14.11 - 14.13 de sefiales y al menos otro conductor
14.14 de sefiales. En las dos realizaciones del transductor 1 piezoeléctrico segln las Figuras 1y 3, el cable 14
de sefial presenta tres primeros conductores 14.11 - 14.13 de sefiales y otro conductor 14.14 de sefiales. En la
realizacion del transductor 1 piezoeléctrico segln la Figura 2, que no entra en el &mbito de proteccién de las
reivindicaciones, el cable 14 de sefial presenta un primer conductor 14.11 de sefales y otro conductor 14.14
de sefiales.

El aislamiento 14.2 del cable envuelve completamente los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales en direccién
radial. El aislamiento 14.2 del cable aisla eléctricamente los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales de la camisa
14.3 protectora. El aislamiento 14.2 del cable esta fabricado de un material eléctricamente aislante como, por
ejemplo, AlbOs, ceramica, Al,Osz-ceramica, plasticos reforzados con fibras, etc.

La camisa 14.3 protectora envuelve el aislamiento 14.2 del cable en direccién radial en forma estanca al agua
y a los gases en comparacién con el entorno 0. La camisa 14.3 protectora protege el aislamiento 14.2 del cable
y los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales de influencias ambientales nocivas tales como, por ejemplo,
suciedad (polvo, humedad, etc.) y de ondas electromagnéticas. La camisa 14.3 protectora esta fabricada de un
material mecanicamente resistente, como metal, plastico, etc.

Uno de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales del cable 14 de sefial contacta exactamente con una de las
pistas 13.121 - 13.124 conductoras del elemento 13.1 de soporte. El contacto se lleva a cabo preferiblemente
mediante una conexién de material tal como soldadura, pegado conductor, unién de cables, etc. Un extremo
del al menos un primer conductor 14.11 - 14.13 de sefiales hace contacto con la al menos una primera superficie
13.131 - 13.133 de contacto del conductor de sefiales y un extremo de al menos otro conductor 14.14 de
sefiales hace contacto con al menos otra superficie 13.134 de contacto del conductor de sefiales.

En la tercera realizacién del elemento 13.1 de soporte segln las Figuras 8 y 18 a 22, las superficies 13.131 -
13.134 de contacto de los conductores de sefiales son muescas en la superficie 13.114 interior de la abertura
13.4' de paso. Las muescas presentan un diametro que corresponde en gran medida al diametro de los
conductores 14.11 - 14.14 de sefiales. De este modo, los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales dispuestos en
las superficies 13.131 - 13.134 de contacto de los conductores de sefiales se mantienen en unién positiva
mediante las muescas.

Las sefiales S1 - S4 se conducen a través de las pistas 13.121 - 13.124 conductoras del elemento de soporte
3.1 a los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales del cable 14 de sefial. Las sefiales S1 - S4 se derivan
preferiblemente aisladas de tierra. En el contexto de la invencién, el término “aislado a tierra” significa aislado
eléctricamente de la conexion a tierra del transductor 1 piezoeléctrico.

El pasamuros 13 de sefiales presenta una masa 13.5 de fundicién. La masa 13.5 de fundicién es un adhesivo
que cura quimicamente o un adhesivo fisicamente endurecible o una combinacién de un adhesivo que cura
quimicamente y un adhesivo fisicamente endurecible. La masa 13.5 de fundicién se compone preferiblemente
de adhesivo tal como epoxi, poliuretano, cianoacrilato, metacrilato de metilo, etc. La masa 13.5 de fundicién es
un aislante eléctrico con una resistencia eléctrica especifica superior a 10'> Qmm?2/metro.

En la primera realizacién de la pared 13.3 pasamuros de sefiales segun las Figuras 9 a 17, se aplica
preferiblemente tanta masa 13.5 de fundicién a los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales en la abertura 13.4
para el conductor de sefiales que la abertura 13.4 para el conductor de sefiales quede completamente cerrada.
La masa 13.5 de fundicién también se aplica en zonas de la abertura 13.4 para el conductor de sefiales hacia
el elemento 13.1 de soporte y hacia la pared 13.3 pasamuros de sefiales. La masa 13.5 de fundicién endurecida
y/o fraguada en el elemento 13.1 de soporte y en la pared 13.3 pasamuros de sefiales fija mecanicamente el
elemento 13.1 de soporte insertado en la pared 13.3 pasamuros de sefiales. Y la masa 13.5 de fundicién
endurecida y/o fraguada cierra la abertura 13.4 del conductor de sefiales en forma estanca al agua y al gas.

En una segunda realizacién de la pared 13.3 pasamuros de sefiales en combinacién con la tercera realizacién
del elemento 13.1 de soporte segun las Figuras 18 a 22, se aplica preferiblemente tanta masa 13.5 de fundicién
sobre los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales en la abertura 13.4’ de paso que la abertura 13.4’ de paso esta
completamente cerrada. La masa 13.5 de fundicién endurecida y/o fraguada cierra la abertura 13.4’ de paso
en forma estanca al agua y al gas.

El cierre estanco al agua y a los gases impide que la humedad penetre a través de los conductores 14.11 -
14.14 de sefiales en el interior 12.0 de la carcasa hasta el elemento 11.11 - 11.13 piezoeléctrico, donde la
humedad puede perjudicar la funcionalidad del elemento 11.11 - 11.13 piezoeléctrico, ya que un material
piezoeléctrico como, por ejemplo, el cuarzo es muy higroscépico.

La masa 13.5 de fundicién endurecida y/o fraguada fija los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales con alivio de
traccidén. Debido a la descarga de traccidn de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales, las cargas mecanicas
de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales no pueden transmitirse al interior 12.0 de la carcasa y provocar
dafios en el mismo, como roturas o fisuras de los conductores 13.21 - 13.24 de conexién. Tales cargas
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mecénicas provienen de la torcedura, torsidn, etc. de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales alrededor de su
eje de expansién alargado.

El procedimiento de montaje
El transductor 1 piezoeléctrico se monta en varios pasos.

En la primera realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 1, se muestra el montaje en las vistas
seguln las Figuras 9 a 17 y se describe a continuacion:

En un primer paso del montaje segln la Figura 9, estén previstos el pasamuros 13 de sefiales con la pared
13.3 pasamuros de sefiales y el cable 14 de sefial con los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales. La pared 13.3
pasamuros de sefiales presenta una abertura 13.4 para el conductor de sefiales.

Los extremos de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales estan pelados. Los extremos pelados de los
conductores 14.11 - 14.14 de seflales se empujan desde el entorno O a través de la abertura 13.4 para el
conductor de sefiales. Los extremos pelados de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales sobresalen a través
de la abertura 13.4 para el conductor de sefiales.

En un segundo paso del montaje segln la Figura 10, el elemento 13.1 de soporte esta provisto en las superficies
13.111, 13.112 frontales de al menos dos pistas 13.121 - 13.124 conductoras. Las pistas 13.121 - 13.124
conductoras terminan en las superficies 13.131 - 13.134 de contacto del conductor de sefiales.

El elemento 13.1 de soporte esta alineado con la abertura 13.4 para el conductor de sefiales, de modo que los
extremos de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales se apoyan en las superficies 13.111, 13.112 frontales. El
extremo del al menos un primer conductor 14.11 - 14.13 de seflales se apoya en la primera superficie 13.111
frontal. El extremo del al menos otro conductor 14.14 de sefiales se apoya en la otra superficie 13.112 frontal.
En el sentido de la invencidn, el término “adyacente” se refiere a un posicionamiento espacial de los extremos
de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales a una distancia a lo largo del eje vertical z inferior o igual a 1 mm,
preferiblemente inferior o igual a 0.5 mm, de las superficies 13.131 - 13.134 de contacto del conductor de
sefiales. En la primera realizacidén del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 1 mostrada en la vista de la
Figura 10, solo son visibles los extremos de dos primeros conductores 14.11, 14.12 de sefiales que estan en
contacto con dos primeras superficies 13.131, 13.132 de contacto de conductor de sefiales de la primera
superficie 13.111 frontal. Los extremos del tercer primer conductor 14.13 de sefiales y del otro conductor 14.14
de sefiales, que se apoyan en la tercera primera superficie 13.133 de contacto del conductor de sefiales y en
otra superficie 13.134 de contacto del conductor de sefiales de la otra superficie 13.112 frontal, estan cubiertos
y, por lo tanto, no son visibles.

Los extremos de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales estan ahora en contacto con las superficies 13.131
- 13.134 de contacto de los conductores de sefiales. El contacto se realiza con una herramienta como, por
ejemplo, un soldador, un soplete, etc. En la primera realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura
1, mostrada en la vista de la Figura 10, se pone en contacto cada extremo de uno de los tres primeros
conductores 14.11 — 14.13 de sefiales exactamente con una de las tres primeras superficies 13.131 - 13.133
de contacto del conductor de sefiales. El extremo del otro conductor de sefiales 14.14 esta en contacto con la
superficie de contacto del otro conductor de sefiales 13.134.

En un tercer paso del montaje segun la Figura 11, se inserta el elemento 13.1 de soporte en la pared 13.3
pasamuros de sefiales. El elemento 13.1 de soporte presenta elementos 13.151, 13.152 de guia en forma de
cuentas, que se insertan en elementos 13.31, 13.32 de sujecién en forma de ranura de la pared 13.3 pasamuros
de sefiales. Los elementos 13.151, 13.152 de guia se insertan en los elementos 13.31, 13.32 de sujecién
moviendo el elemento 13.1 de soporte a lo largo del eje longitudinal y hacia la abertura 13.4 para el conductor
de seflales. El elemento 13.1 de soporte insertado se sujeta en la pared 13.3 pasamuros de sefiales a través
de los elementos 13.31, 13.32 de sujecién.

En un cuarto paso del montaje segln la Figura 12, los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales en contacto con
las superficies 13.131 - 13.134 de contacto de los conductores de sefiales se moldean con masa 13.5 de
fundicidén. La masa 13.5 de fundicion se aplica a través de la abertura 13.4 para el conductor de sefiales a los
conductores 14.11 - 14.14 de sefiales y, en algunas zonas, también al elemento 13.1 de soporte y al borde de
la abertura 13.4 para el conductor de sefiales. De este modo, se cierra completamente la abertura 13.4 para el
conductor de sefiales con masa 13.5 de fundicién. La masa 13.5 de fundicién se endurece y/o fragua y la
abertura 13.4 para el conductor de sefiales se cierra en forma estanca al agua y al gas.

La masa 13.5 de fundicién endurecida y/o fraguada también fija mecénicamente el elemento 13.1 de soporte
insertado en la pared 13.3 pasamuros de sefiales.

En un quinto paso del montaje segln la Figura 13, se proporcionan partes de la carcasa 12. Como partes de
la carcasa 12, estan previstas una base 12.1 de carcasa, tres paredes 12.21 - 12.23 de carcasa y una tapa
12.3 de carcasa. La base 12.1 de la carcasa y cada una de las tres paredes 12.21 - 12.23 de la carcasa estan
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conectadas mecanicamente en forma estable con la pared 13.3 pasamuros de sefiales. La unién
mecénicamente estable se realiza mediante una herramienta como, por ejemplo, una herramienta de
soldadura, una herramienta de soldadura fuerte, etc. De este modo, cinco paredes laterales de la carcasa 12
paralelepipeda estan unidas mecanicamente en forma estable entre si con la base 12.1 de la carcasa, las tres
paredes 12.21 - 12.23 de la carcasa y la pared 13.3 pasamuros de sefiales. El interior 12.0 de la carcasa esta
formado por la unién mecénicamente estable. En la primera realizacidén del transductor 1 piezoeléctrico segln
la Figura 1, mostrada en las vistas de las Figuras 13 a 15, se muestran la base 12.1 de la carcasa, una segunda
pared 12.22 de la carcasa y la pared 13.3 pasamuros de sefiales. Las paredes 12.21, 12.23 primera y tercera
de la carcasa no estén representadas en las vistas de las Figuras 13 a 15. Las paredes 12.21, 12.23 primera y
tercera de la carcasa no se muestran con el Unico motivo de proporcionar una vista del interior 12.0 de la
carcasa. En la vista de la Figura 17, también se muestran la primera y tercera pared 12.21, 12.23 de la carcasa.
Ademas, en las vistas de las Figuras 13 a 15, la tapa 12.3 de la carcasa alin no esta unida mecanicamente en
forma estable con la carcasa 12. Debido a la falta de la tapa 12.3 de la carcasa, la carcasa 12 presenta una
abertura de carcasa. El interior 12.0 de la carcasa es accesible desde el entorno 0 a través de la abertura de
la carcasa.

En un sexto paso de montaje segun la Figura 14, se proporciona la unidad 11 de transductor. La unidad 11 de
transductor se coloca en el interior 12.0 de la carcasa y se fija a la carcasa 12. La unidad 11 de transductor
esta fijada preferiblemente a través del cuerpo 11.3 de base a la base 12.1 de la carcasa.

En un séptimo paso del montaje segln las Figuras 15 y 14, se proporcionan los conductores 13.21 - 13.24 de
conexién. Los conductores 13.21 - 13.24 de conexién estén en contacto con las superficies 11.81 - 11.84 de
contacto de la unidad de transductor del elemento 11 transductor y con las superficies 13.141 - 13.144 de
contacto de los conductores de conexién de las pistas 13.121 - 13.124 conductoras del elemento 13.1 de
soporte. El contacto se realiza con una herramienta de contacto como, por ejemplo, un dispositivo de unién de
cables, etc. La herramienta de contacto se guia a través de la abertura de la carcasa hasta el interior 12.0 de
la carcasa.

La Fig. 16 es un detalle ampliado de la Figura 15. En la primera realizacion del transductor 1 piezoeléctrico
segun la Figura 1, mostrado en las vistas de las Figuras 15 y 16, un segundo extremo de uno de los tres
primeros conductores 13.21 - 13.23 de conexioén esta en contacto exactamente con una de las tres primeras
superficies 13.141 - 13.143 de contacto de los conductores de conexién. El primer extremo del otro conductor
13.24 de conexidn esta en contacto con la otra superficie 11.84 de contacto de la unidad de transductor y el
segundo extremo del otro conductor 13.24 de conexién esta en contacto con la otra superficie 13.144 de
contacto del conductor de conexién.

En un octavo paso del montaje segln la Figura 17, se cierra la abertura de la carcasa 12 en forma estanca al
agua y al gas con la tapa 12.3 de la carcasa. El cierre se consigue mediante unién de material como, por
ejemplo, soldadura, soldadura fuerte, pegado, etc. La tapa 12.3 de la carcasa forma la sexta y Ultima superficie
lateral de la carcasa 12 paralelepipeda.

Para la tercera realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segun la Figura 3, el montaje se muestra en las
vistas segun las Figuras 18 a 22 y se describe a continuacion:

En un primer paso del montaje segln la Figura 18, estan previstas partes de la carcasa 12, del pasamuros 13
de sefiales con la pared 13.3 pasamuros de sefiales y del elemento 13.1 de soporte. Como partes de la carcasa
12, estan previstas una base 12.1 de carcasa, tres paredes 12.21 - 12.23 de carcasa y una tapa 12.3 de
carcasa.

En un segundo paso de montaje segun la Figura 18, la base 12.1 de la carcasa y cada una de las tres paredes
12.21 - 12.23 de la carcasa se unen en forma mecénicamente estable con la pared 13.3 pasamuros de sefiales.
La unién mecénicamente estable se realiza mediante una herramienta como, por ejemplo, una herramienta de
soldadura, una herramienta de soldadura fuerte, etc. De este modo, cinco paredes laterales de la carcasa 12
paralelepipeda estan unidas mecanicamente en forma estable entre si con la base 12.1 de la carcasa, las tres
paredes 12.21 - 12.23 de la carcasa y la pared 13.3 pasamuros de sefiales. El interior 12.0 de la carcasa esta
formado por la unién mecanicamente estable. En la tercera realizacidén del transductor 1 piezoeléctrico segln
la Figura 3, representada en las vistas de las Figuras 18 a 21, se muestran la base 12.1 de la carcasa, una
segunda pared 12.22 de la carcasa y la pared 13.3 pasamuros de sefiales. Las paredes 12.21, 12.23 primera
y tercera de la carcasa no estan representadas en las vistas de las Figuras 18 a 21. Las paredes 12.21, 12.23
primera y tercera de la carcasa no se muestran con la Unica razén de proporcionar una vista del interior 12.0
de la carcasa. En la vista de la Figura 22, también se muestran las paredes 12.21, 12.23 primera y tercera de
la carcasa. Ademas, en las vistas de las Figuras 18 a 21, la tapa 12.3 de la carcasa aun no esta unida
mecénicamente en forma estable con la carcasa 12. Debido a la falta de la tapa 12.3 de la carcasa, la carcasa
12 presenta una abertura de carcasa. El interior 12.0 de la carcasa es accesible desde el entorno 0 a través de
la abertura de la carcasa.
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En el segundo paso del montaje segun la Figura 18, se fija el elemento 13.1 de soporte en la pared 13.3
pasamuros de sefiales. El elemento 13.1 de soporte esté dispuesto en la pared 13.3 pasamuros de sefiales de
tal manera que la abertura 13.4 para el conductor de sefiales y la abertura 13.4’ de paso sean congruentes.

En un tercer paso del montaje segun la Figura 19, se proporciona el cable 14 de sefial con los conductores
14.11 - 14.14 de seflales. Los extremos de los conductores 14.11 - 14.14 de sefales estan pelados. Los
extremos pelados de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales se empujan desde el entorno 0 a través de la
abertura 13.4 para el conductor de sefiales. Los extremos pelados de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales
sobresalen a través de la abertura 13.4 para el conductor de sefiales hacia la abertura 13.4’ de paso y se
encuentran en las superficies 13.131 - 13.134 de contacto del conductor de sefiales en forma de muesca.

En un cuarto paso del montaje segun la Figura 19, los extremos de los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales
se ponen en contacto con las superficies 13.131 - 13.134 de contacto de los conductores de sefiales. El
contacto se realiza con una herramienta como, por ejemplo, un soldador, un soplete, etc. En la primera
realizacién del transductor 1 piezoeléctrico segln la Figura 1, mostrada en la vista de la Figura 19, se pone en
contacto cada extremo de uno de los tres primeros conductores 14.11 — 14.13 de sefiales exactamente con las
tres primeras superficies 13.131 - 13.133 de contacto del conductor de sefiales. El extremo del otro conductor
14.14 de sefiales esta en contacto con la superficie 13.134 de contacto del otro conductor de sefiales.

En un quinto paso del montaje segun la Figura 20, los conductores 14.11 - 14.14 de sefiales en contacto con
las superficies 13.131 - 13.134 de contacto de los conductores de sefiales se moldean con masa 13.5 de
fundicidén. La masa 13.5 de fundicién se aplica a través de la abertura 13.4’ de paso sobre los conductores
14.11 - 14.14 de sefiales y, en algunas zonas, también sobre el elemento 13.1 de soporte y el borde de la
abertura 13.4’ de paso. De este modo, se cierra completamente la abertura 13.4’ de paso con masa 13.5 de
fundicidén. La masa 13.5 de fundicién se endurece y/o fragua y la abertura 13.4’ de paso se cierra en forma
estanca al agua y al gas.

En un sexto paso de montaje segun la Figura 21, se proporciona la unidad 11 de transductor. La unidad 11 de
transductor se coloca en el interior 12.0 de la carcasa y se fija a la carcasa 12. La unidad 11 de transductor
esta fijada preferiblemente a través del cuerpo 11.3 de base a la base 12.1 de la carcasa.

En un séptimo paso del montaje segln la Figura 21, estan previstos los conductores 13.21 - 13.24 de conexion.
Los conductores 13.21 - 13.24 de conexién estan en contacto con las superficies 11.81 - 11.84 de contacto de
la unidad de transductor del elemento 11 transductor y con las superficies 13.141 - 13.144 de contacto de los
conductores de conexion de las pistas 13.121 - 13.124 conductoras del elemento 13.1 de soporte. El contacto
se realiza con una herramienta de contacto como, por ejemplo, un dispositivo de unién de cables, etc. La
herramienta de contacto se guia a través de la abertura de la carcasa hasta el interior 12.0 de la carcasa.

En un octavo paso del montaje segln la Figura 22, se cierra la abertura de la carcasa 12 en forma estanca al
agua y al gas con la tapa 12.3 de la carcasa. El cierre se consigue mediante unién de material como, por
ejemplo, soldadura, soldadura fuerte, pegado, etc. La tapa 12.3 de la carcasa forma la sexta y Ultima superficie
lateral de la carcasa 12 paralelepipeda.

Lista de signos de referencia

0 entorno

1 transductor piezoeléctrico
1 unidad de transductor
11.11-11.13 elemento piezoeléctrico
11.21-11.26 electrodo

11.3 cuerpo de base
11.41-11.43 masa sismica

11.5 unidad convertidora

11.61, 11.62 elemento de aislamiento
11.71, 11.72 elemento de compensacion
11.81-11.84 superficie de contacto de la unidad de transductor
12 carcasa

12.0 interior de la carcasa
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12.1
12.21-12.23
12.3

13

13.1

13.11

13.111, 13.112
13.113

13.114
13.121-13.124
13.131-13.134
13.141 - 13.144
13.151, 13.152
13.21-13.24
13.3

13.31, 13.32
13.4

13,4'

135

13.6

14
14.11-14.14
14.2

14.3

S1-84

X

y
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base de la carcasa

pared de la carcasa

tapa de la carcasa

pasamuros de sefiales

elemento de soporte

cuerpo

superficie frontal

superficie circunferencial

superficie interior

pista conductora

superficie de contacto del conductor de sefiales
superficie de contacto del conductor de conexién
elemento de guia

conductor de conexidn

pared pasamuros de sefiales
elemento de sujecién

abertura para el conductor de sefiales
abertura de paso

masa de fundicién

brida de pasamuros de sefiales

cable de sefial

conductor de sefiales

aislamiento de cables

capa protectora

sefial

eje transversal

eje longitudinal

eje vertical
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REIVINDICACIONES

1. Transductor (1) de aceleracidn piezoeléctrico para medir la aceleracién; con una unidad (11) de transductor,
que presenta al menos un elemento (11.11 - 11.13) piezoeléctrico y al menos dos electrodos (11.21 - 11.26),
cuyo elemento (11.11 - 11.13) piezoeléctrico esta fabricado de material piezoeléctrico y genera cargas de
polarizacién bajo la efecto de la aceleracién, cuyos electrodos (11.21 - 11.26) contactan directamente en areas
con el elemento (11.11 - 11.13) piezoeléctrico y derivan las cargas de polarizacidén; con una carcasa (12) que
encierra la unidad (11) de transductor en forma estanca al agua y al gas; y con un pasamuros (13) de sefiales,
que esta conectado eléctricamente a los electrodos (11.21 - 11.26) y deriva las cargas de polarizacién como
sefiales (S1 - S4) a través de la carcasa (12) a un entorno (0) fuera de la carcasa (12); en donde el transductor
(1) piezoeléctrico de aceleracién presenta un cable (14) de sefial, que esta dispuesto en el entorno (0) fuera de
la carcasa (12) y que presenta al menos dos conductores (14.11 - 14.14) de sefales; caracterizado porque el
pasamuros (13) de sefiales presenta un elemento (13.1) de soporte, en cuyo elemento (13.1) de soporte estéan
dispuestas al menos dos pistas (13.121 - 13.124) conductoras; y porque uno de los conductores (14.11-14.14)
de sefiales hace contacto exactamente con una de las pistas (13.121 - 13.124) conductoras.

2. Transductor (1) de aceleracion piezoeléctrico de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque el
pasamuros (13) de sefiales presenta al menos dos conductores (13.21 - 13.24) de conexidn; porque la unidad
(11) de transductor presenta al menos dos superficies (11.81 - 11.84) de contacto de la unidad de transductor
a las que se aplican las sefiales (S1 - S4); porque uno de los conductores (13.21 - 13.24) de conexién hace
contacto exactamente con una de las superficies (11.81 - 11.84) de contacto de la unidad de transductor; y
porque uno de los conductores (13.21 - 13.24) de conexién hace contacto exactamente con una de las pistas
(13.121 - 13.124) conductoras.

3. Transductor (1) de aceleracién piezoeléctrico de acuerdo con la reivindicacion 2, caracterizado porque cada
pista (13.121 - 13.124) conductora presenta exactamente una superficie (13.131 — 13.134) de contacto del
conductor de sefiales y exactamente una superficie (13.141 — 13.144) de contacto del conductor de conexién;
porque uno de los conductores (14.11 - 14.14) de sefiales hace contacto exactamente con una superficie
(13.131 - 13.134) de contacto del conductor de sefiales; y porque uno de los conductores (13.21 - 13.24) de
conexién hace contacto exactamente con una superficie (13.141 - 13.144) de contacto del conductor de
conexion.

4. Transductor (1) de aceleracidn piezoeléctrico de acuerdo con una de las reivindicaciones 2 o 3, caracterizado
porque los electrodos (11.21 - 11.24) presentan al menos un primer electrodo (11.21 - 11.23) y al menos un
electrodo (11.24) adicional; porque el primer electrodo (11.21 - 11.23) entrega al menos una primera sefial (S1
- 83) y porque el electrodo (11.24) adicional entrega al menos una sefial adicional (S4); porque la unidad (11)
de transductor presenta al menos una primera superficie (11.81 - 11.83) de contacto de unidad de transductor
a la que se aplica la primera sefial (S1 - S3) y porque la unidad (11) de transductor presenta al menos una
superficie (11.84) de contacto de unidad de transductor adicional a la que se aplica la sefial adicional (S4);
porque los conductores (13.21 - 13.24) de conexién presentan al menos un primer conductor (13.21 - 13.23)
de conexién y al menos otro conductor (13.24) de conexién; porque las pistas (13.121 - 13.124) conductoras
presentan al menos una primera pista (13.121 - 13.123) conductora y al menos otra pista (13.124) conductora;
porque el primer conductor (13.21 - 13.23) de conexidn contacta exactamente con la primera superficie (11.81
- 11.83) de contacto de la unidad de transductor y la primera pista (13.121 - 13.124) conductora y deriva la
primera sefial (S1 - S3); y porque el otro conductor (13.24) de conexién contacta exactamente con la otra
superficie (11.84) de contacto de la unidad de transductor y exactamente con la otra pista (13.124) conductora
y deriva la otra sefial (S4).

5. Transductor (1) de aceleracién piezoeléctrico de acuerdo con la reivindicacién 4, caracterizado porque los
conductores (14.11 - 14.14) de sefiales presentan al menos un primer conductor (14.11 - 14.13) de sefiales y
al menos otro conductor (14.14) de sefiales; porque el primer conductor (14.11 - 14.13) de seflales contacta
exactamente con una primera pista (13.121 - 13.123) conductora y deriva la primera sefial (S1 - S3); y porque
el otro conductor (14.14) de sefiales contacta exactamente con la otra pista (13.124) conductora y deriva la otra
sefial (S4).

6. Transductor (1) de aceleracidn piezoeléctrico de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado
porque el elemento (13.1) de soporte presenta un cuerpo (13.11) de material eléctricamente aislante; y porque
las pistas (13.121 - 13.124) conductoras estan estructuradas en una capa fina eléctricamente conductora
aplicada directamente al cuerpo (13.11).

7. Transductor (1) de aceleracién piezoeléctrico de acuerdo con la reivindicacién 6, caracterizado porque cada
pista (13.121 - 13.124) conductora presenta exactamente una superficie (13.131 — 13.134) de contacto del
conductor de sefiales y exactamente una superficie (13.141 — 13.144) de contacto del conductor de conexién;
porque el elemento (13.1) de soporte presenta una primera superficie (13.111) frontal y otra superficie (13.112)
frontal; porque las superficies (13.131 - 13.134) de contacto del conductor de sefiales estan dispuestas en la
primera superficie (13.111) frontal y en la otra superficie (13.112) frontal, y porque las superficies (13.141 -
13.144) de contacto del conductor de conexién estan dispuestas en la primera superficie (13.111) frontal.
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8. Transductor (1) de aceleracidén piezoeléctrico de acuerdo con la reivindicacién 7, caracterizado porque el
pasamuros (13) de sefiales presenta una pared (13.3) pasamuros de sefiales y una masa (13.5) de fundicion,
cuya pared (13.3) pasamuros de sefiales presenta una abertura (13.4) para el conductor de sefiales; porque el
elemento (13.1) de soporte esté insertado en la abertura (13.4) para el conductor de sefiales; porque los
extremos de los conductores (14.11 - 14.14) de seflales sobresalgan a través de la abertura (13.4) para el
conductor de sefiales; y porque la masa (13.5) de fundicién se aplica sobre los conductores (14.11 - 14.14) de
sefiales en la abertura (13.4) para el conductor de sefiales y fija mecénicamente el elemento (13.1) de soporte
insertado en la pared (13.3) pasamuros de sefiales y cierra la abertura (13.4) para el conductor de sefiales en
forma estanca al agua y al gas.

9. Transductor (1) de aceleracién piezoeléctrico de acuerdo con la reivindicacién 6, caracterizado porque cada
pista (13.121 - 13.124) conductora presenta exactamente una superficie (13.131 — 13.134) de contacto del
conductor de sefiales y exactamente una superficie (13.141 — 13.144) de contacto del conductor de conexién;
porque el elemento (13.1) de soporte presenta una primera superficie (13.111) frontal, una superficie (13.113)
circunferencial y una abertura (13.4') de paso con una superficie (13.114) interior; porque las superficies (13.131
- 13.134) de contacto del conductor de sefiales estan dispuestas en la superficie (13.114) interior; y porque las
superficies (13.141 - 13.144) de contacto del conductor de conexidn estan dispuestas en la superficie (13.113)
circunferencial.

10. Transductor (1) de aceleracidén piezoeléctrico de acuerdo con la reivindicacién 9, caracterizado porque el
pasamuros (13) de sefiales presenta una pared (13.3) pasamuros de sefiales y una masa (13.5) de fundicion,
cuya pared (13.3) pasamuros de sefiales presenta una abertura (13.4) para el conductor de sefiales; porque el
elemento (13.1) de soporte est4 fijado en la abertura (13.4) para el conductor de sefiales; porque la abertura
(13.4) para el conductor de sefiales y la abertura (13.4’) de paso son congruentes; porque los extremos de los
conductores (14.11 - 14.14) de sefiales sobresalen a través de la abertura (13.4) para el conductor de sefiales
hacia la abertura (13.4’') de paso; y porque la masa (13.5) de fundicién se aplica a los conductores (14.11 -
14.14) de sefiales en la abertura (13.4’) de paso y cierra la abertura (13.4’) de paso en forma estanca al agua
y al gas.

11. Procedimiento para montar un transductor (1) de aceleraciéon piezoeléctrico de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque, en un primer paso de montaje, se proporcionan un pasamuros
(13) de sefiales con una pared (13.3) pasamuros de sefiales y un cable (14) de sefal con al menos dos
conductores (14.11 - 14.14) de sefiales, cuya pared (13.3) pasamuros de sefiales presenta una abertura (13.4)
para el conductor de sefiales; porque los conductores (14.11 - 14.14) de sefiales son empujados desde el
entorno (0) a través de la abertura (13.4) para el conductor de sefiales y porque los extremos de los conductores
(14.11 - 14.14) de sefiales sobresalen a través de la abertura (13.4) para el conductor de sefiales; porque, en
un segundo paso de montaje, se proporciona un elemento (13.1) de soporte con dos superficies (13.111,
13.112) frontales, cuyas superficies (13.111, 13.112) frontales presentan al menos dos pistas (13.121 - 13.124)
conductoras, cuyas pistas (13.121 - 13.124) conductoras terminan en superficies (13.131 - 13.134) de contacto
de conductor de sefiales; porque el elemento (13.1) de soporte esté alineado con la abertura (13.4) para el
conductor de sefiales, de modo que los extremos de los conductores (14.11 - 14.14) de sefiales se apoyen en
las superficies (13.111, 13.112) frontales; y porque los extremos de los conductores (14.11 - 14.14) de sefiales
estan en contacto con las superficies (13.131 - 13.134) de contacto del conductor de sefiales.

12. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 11, caracterizado porque la pared (13.3) pasamuros de
sefiales presenta al menos un elemento (13.31, 13.32) de sujecién y porque el elemento (13.1) de soporte
presenta al menos un elemento (13.151, 13.152) de guia y porque, en un tercer paso de montaje, el elemento
(13.1) de soporte se inserta sobre el elemento (13.151, 13.152) de guia y el elemento (13.31, 13.32) de sujecién
en la pared (13.3) pasamuros de sefiales; porque, en un cuarto paso de montaje, los conductores (14.11 -
14.14) de sefial en contacto con las superficies (13.131 - 13.134) de contacto del conductor de sefiales se
moldean con masa (13.5) de fundicién; y porque la masa (13.5) de fundicién estd endurecida y/o fraguada y
porque la abertura (13.4) para el conductor de sefiales esté sellada en forma estanca al agua y al gas; y porque
la masa (13.5) de fundicién se aplica por zonas sobre el elemento (13.1) de soporte y la pared (13.3) pasamuros
de sefiales y se fija mecanicamente el elemento (13.1) de soporte insertado en la pared (13.3) pasamuros de
sefiales.

13. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 12, caracterizado porque, en un quinto paso de montaje,
se proporcionan partes de la carcasa (12), cuyas partes de la carcasa (12) estan conectadas mecénicamente
en forma estable a la pared (13.3) pasamuros de sefiales, cuyas partes de la carcasa (12) que son
mecénicamente estables y conectadas a la pared (13.3) pasamuros de sefiales forman un interior (12.0) de la
carcasa, porque, en un sexto paso de montaje, se proporciona un elemento (11) transductor, cuya unidad (11)
de transductor se coloca en el interior (12.0) de la carcasa y se fija a la carcasa (12); porque, en un séptimo
paso de montaje, se proporcionan al menos dos conductores (13.21 - 13.24) de conexién; porque la unidad
(11) de transductor presenta al menos dos superficies (11.81 - 11.84) de contacto de la unidad de transductor
y porque uno de los conductores (13.21 - 13.24) de conexién estid en contacto con exactamente una de las
superficies (11.81 - 11.84) de contacto de la unidad de transductor; y porque uno de los conductores (13.21 -
13.24) de conexidn esté en contacto exactamente con una de las pistas (13.121 - 13.124) conductoras.
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14. Procedimiento de montaje de un transductor (1) de aceleracién piezoeléctrico de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1 a6y 9 a 10, caracterizado porque, en un primer paso de montaje, se proporcionan partes
de una carcasa (12), un pasamuros (13) de sefiales con una pared (13.3) pasamuros de sefiales y un elemento
(13.1) de soporte con una primera superficie (13.111) frontal, una superficie (13.113) circunferencial y una
abertura (13.4’) de paso con una superficie (13.114) interior, cuya pared (13.3) pasamuros de sefiales presenta
una abertura (13.4) para el conductor de sefiales; porque, en un segundo paso de montaje, las partes de la
carcasa (12) se conectan de manera mecéanicamente estable a la pared (13.3) pasamuros de sefiales, cuyas
partes de la carcasa (12) que son mecanicamente estables y se conectan a la pared (13.3) pasamuros de
sefiales forman un interior (12.0) de carcasa; porque la primera superficie (13.111) frontal presenta al menos
dos pistas (13.121 - 13.124) conductoras, cuyas pistas (13.121 - 13.124) conductoras terminan en superficies
(13.131 - 13.134) de contacto de conductores de sefiales, cuyas superficies (13.131 - 13.134) de contacto de
conductores de sefiales estédn dispuestas en la superficie (13.114) interior; porque, en el segundo paso de
montaje, el elemento (13.1) de soporte se fija a la abertura (13.4) para el conductor de sefiales de tal manera
que la abertura (13.4) para el conductor de sefiales y la abertura (13.4') de paso sean congruentes; porque, en
un tercer paso de montaje, se proporciona un cable (14) de sefial con al menos dos conductores (14.11-14.14)
de sefales; porque los conductores (14.11 - 14.14) de sefiales son empujados desde el entorno (0) a través de
la abertura (13.4) para el conductor de sefiales y la abertura (13.4’) de paso y los extremos de los conductores
(14.11 - 14.14) de sefiales sobresalen a través de la abertura (13.4) para el conductor de sefiales en la abertura
(13.4’) de paso y se apoyan en las superficies (13.111, 13.112) frontales; porque, en un cuarto paso de montaje,
los extremos de los conductores (14.11 - 14.14) de sefiales se ponen en contacto con las superficies (13.131 -
13.134) de contacto del conductor de sefiales.

15. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 14, caracterizado porque, en un cuarto paso de montaje,
los conductores (14.11 - 14.14) de sefiales en contacto con las superficies (13.131 - 13.134) de contacto del
conductor de seflales se moldean con masa (13.5) de fundicién; y porque la masa (13.5) de fundicién esta
endurecida y/o fraguada y la abertura (13.4’) de paso esta sellada en forma estanca al agua y al gas; porque,
en un sexto paso de montaje, se proporciona un elemento (11) transductor, cuya unidad (11) de transductor se
coloca en el interior (12.0) de la carcasa y se fija a la carcasa (12); porque, en un séptimo paso de montaje, se
proporcionan al menos dos conductores (13.21 - 13.24) de conexién; porque la unidad (11) de transductor
presenta al menos dos superficies (11.81 - 11.84) de contacto de la unidad de transductor y porque uno de los
conductores (13.21 - 13.24) de conexién estd en contacto exactamente con una de las superficies (11.81 -
11.84) de contacto de la unidad de transductor; y porque uno de los conductores (13.21 - 13.24) de conexién
esta en contacto exactamente con una de las pistas (13.121 - 13.124) conductoras.
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